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Nézev Proudéni a sdileni tepla Zptsob zakondeni Statni zavérecna
zkouska
Akreditovano/Kredity Ano, 0 Kred. Forma zakond&eni
Rozsah hodin
Obs/max Statut A Statut B Statut C Zapocet pfed zkouskou NE
Letni semestr 0/- 0/- 0/- Pocitan do priméru ANO
Zimni semestr 0/- 0/- 0/- Min. (B+C) studentli | nestanoveno
Rozvrh Ano Opakovany zépis NE
Vyudovaci jazyk Cestina VyuCovany semestr Letni semestr
Volné zapisovatelny pfedmét Apo Podet dnti praxe 0

Hodnotici stupnice ' A|B|C|D|E|F

Podet hodin kontaktni
Automat. uzn. zap. pfed zk. Ne
Periodicita K
Nahrazovany pfedmét Zadny
Vyloudené pfedméty Nejsou definovany
Podmifiujici pfedméty | Nejsou definovany
Predméty informativné€ doporuené Nejsou definovany
Pfedméty které pfedmét podmifiuje Nejsou definovany

Cile pfedmétu (anotace):

Pozadavky na studenta

Obsah

Radiometrické, fotometrické a spektralni veliciny, jejich jednotky. Pfepocty radiometrickych jednotek na fotometrické. Lidské oko
a modely barevného vidéni. Fotopické, skotopické vidéni a spektralni citlivost oka, subjektivni jas. Atributy barev.
Standardni pozorovatel, trichromaticti ¢lenitelé r(1), g(1), b(I) a x(1), y(1), z(1), transformacni matice. Chromatické diagramy
CIEYxy, UCS a jejich definice. Barvové prostory RGB, CMY a jejich pouziti. Konverze barvovych prostort. RCT a LCD
monitory. Senzitometricka charakteristika fotocitlivé vrstvy na bazi halogenidi AgX.

Barvové prostory CIELUV, CIELAB, barvova diference. Systémy barev: Munselltiv, Ostwaldiiv, NCS, DIN, koloroid, Pantone.
Druhy lasert a jejich aplikace, fyzikalni pozadavky pro jejich €innost, zesileni laseru, transversalni mody TEMmn, TEM r1j..
Optické metody v kolorimetrii, Kubelkova-Munkova teorie odrazivosti, fluorimetry, denzitometry, kolorimetry, spektrofotometry.
Standardni geometrie pii méteni (pozorovani). Holografie, zdznam a reprodukce obrazu. Vyroba a razba hologramt.

Druhy, konstrukéni uspofadani a parametry skenert, rozliseni skenu. Osvitové jednotky, konstrukéni uspotadani a jejich
parametry. Zavislosti mezi dpi, Ipi a poctem tirovni $edé. Generace a parametry siti pro ofsetovy tisk, vypocet rozsifeni (zuZeni)
tiskového bodu.

Reprodukéni barevna fotografie - negativni i pozitivni proces, pfi¢iny barevnych odchylek. Vznik latentniho obrazu, jeho
vyvolani. Slozeni a funkce vyvojek, ustalovacti. Stanoveni rozliSovaci schopnosti AgX materialu. Polarizace svétla, elektrooptické
prvky. Zobrazovaci rovnice ¢ocky a zrcadla.

Vektorova a rastrova grafika, zpracovani grafiky v reprodukénim procesu, formaty grafickych dat.

Zpracovani tonovych grafickych motivti, zptisoby realizace v tiskovych technologiich.

Jazyky pro popis tiskovych stranek, vlastnosti Postscriptu, formaty vystupil pro tisk.

Interpretace vektorovych objektl na rastrovych vystupnich zafizenich, Bresenhamuv algoritmus.

(c) IS/STAG , Portal - Sylabus ptedmétu , 24.05.2024 08:59



Strana: 2/2

Obrazova funkce, digitalizace obrazu, spojity a diskrétni model vzorkovaného obrazu.

Transformace obrazu, superposice, konvoluce, fundamentalni rovnice linearnich transformaci obrazu.

Integralni transformace obrazu, SVD transformace, Fourierova transformace, Walsh-Hadamardova transformace.
Subjektivni zlepSovani obrazu, equalizace histogramu, filtrace obrazu v prostorové a frekvenéni oblasti.

Metody segmentace objekti v obrazech, klasifikace objektti.

Meéfeni vlastnosti objektil v obrazech, vyuziti v oblasti tisku.

Predpoklady - dalsi informace k podminénosti studia predmétu
Ziskané zpusobilosti

Studijni opory

Garanti a vyudujici

Literatura

* Doporucené: Prof. RNDr. Marie Kaplanova, CSc. a kolektiv. Moderni polygrafie. 2010. ISBN 978-80-254-4230-2.

Vyuc€ovaci metody

Hodnotici metody

Pfedmét je zafazen do studijnich programi:

Studijni program Typ stud. Forma stud. Obor Etapa V.stpl. Rok Blok Statut D.ro¢. D.sem.
Chemické a procesni Navazujici Prezencni Chemické inzenyrstvi 1 2020 2020 povinné A 2 LS
inzenyrstvi predméty
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